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(57) Апарат для вирощування мікроорганізмів, що
складається з циліндричного корпусу, барботажної
аераційної системи, патрубків підведення живлен-
ня і відведення культурального середовища та
витяжної труби з шибером, який відрізняється
тим, що циліндричний корпус устатковано безпе-
рервним циркуляційним контуром, виконаним у
вигляді забірної труби-сепаратора, насоса, тепло-
передавальної поверхні випарника теплового на-
соса, ежектора, криволінійного трубопроводу зі
змінними радіусами і точками перегину кривизни
та запірної арматури.

Апарат відноситься до технологічного облад-
нання, яке призначене для вирощування мікроор-
ганізмів і може бути використаний в харчовій, мік-
робіологічній, фармацевтичній та хімічній галузях.

Відомий апарат для вирощування мікрооргані-
змів [А.с. №334241, опубл. 30.03.72р. Бюл №12.
Апарат для выращивания микроорганизмов.
М.П.Гандзюк, А.И.Соколенко, А.Ц.Мардер], який
складається із циліндричного корпусу, барботаж-
ної аераційної системи, сорочки охолодження,
патрубків підведення живлення і відведення куль-
турального середовища та витяжної труби з ши-
бером.

Але вказаний апарат не забезпечує інтенсив-
ний масообмін в газорідинному середовищі, що
призводить до обмеження величин виходів біома-
си по сировині у зв'язку з обмеженим вмістом кис-
ню в культуральному середовищі, погіршення ма-
сообмінних процесів, підвищення рівня
енерговитрат та витрат стисненого повітря на
процес аерації.

В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня вдосконалення апарата для вирощування мік-
роорганізмів шляхом зміни конструкції, що забез-
печує гарантовану роботу, інтенсифікацію
масообмінних процесів в системі газ-рідина, зме-
ншення енерговитрат і витрат стисненого повітря
на процес аерації та покращення якості продукції.

Поставлене завдання досягається за рахунок
того, що апарат для вирощування мікроорганізмів
складається з циліндричного корпусу, барботажної

аераційної системи, патрубків підведення живлен-
ня і відведення культурального середовища та
витяжної труби з шибером.

Згідно корисної моделі циліндричний корпус
устатковано безперервним циркуляційним конту-
ром, виконаним у вигляді забірної труби-
сепаратора, насосу, тепло передавальної поверхні
випарника теплового насосу, ежектора, криволі-
нійного трубопроводу зі змінними радіусами і точ-
ками перегину кривизни та запірної арматури.

Причинно-наслідковий зв'язок між ознаками,
що пропонуються і результатом, що очікується
наступний.

Забезпечення циліндричного корпусу безпе-
рервним циркуляційним контуром, виконаним у
вигляді забірної труби-сепаратора, насосу, тепло
передавальної поверхні випарника теплового на-
сосу, ежектора, криволінійного трубопроводу зі
змінними радіусами і точками перегину кривизни
та запірної арматури дає можливість інтенсифіка-
ції масообмінних процесів, зменшення енерговит-
рат і витрат стисненого повітря на процес аерації
та покращення якості продукції.

Таким чином сукупність запропонованих ознак
дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний
технічний результат.

На Фіг. показано апарат для вирощування мік-
роорганізмів.

Апарат для вирощування мікроорганізмів
складається із циліндричного корпусу 1, барбота-
жної аераційної системи 2, патрубків підведення
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живлення З і відведення культурального середо-
вища 4,  витяжної труби 5  з шибером 6,  забірної
труби-сепаратора 7, насосу 8, тепло передаваль-
ної поверхні випарника 9 теплового насосу 10,
ежектора 11, криволінійного трубопроводу зі змін-
ними радіусами і точками перегину кривизни 12 та
запірної арматури 13.

Апарат для вирощування мікроорганізмів пра-
цює наступним чином.

Через патрубок підведення живлення 3 в цилі-
ндричний корпус 1 подається рідинне середовище,
а в барботажну аераційну систему 2 стиснене по-
вітря. При цьому частина газорідинного середо-
вища потрапляє в забірну трубу-сепаратор 7, в
якій під дією Архімедових сил і за рахунок різниці
гідростатичних тисків рідинної фази в трубі і газо-
рідинної суміші в об'ємі циліндричного корпусу 1
відбувається вилучення газової фази та створю-
ється активний опускний потік, інтенсивність якого
підсилюється насосом 8. В подальшому рідинне
середовище охолоджується, проходячи через теп-
ло передавальну поверхню випарника 9 теплового
насосу 10 і подається в масообмінний ежектор 11,
в якому за рахунок кінетичної енергії струменя

відбувається всмоктування повітря та його пере-
мішування із рідинним середовищем. Насичене
повітрям рідинне середовище подається в криво-
лінійний трубопровід зі змінними радіусами та точ-
ками перегину кривизни 12 в якому продовжується
інтенсивний масообмін з утворенням високодис-
пергованої водоповітряної суміші, яка надходить
до барботажної аераційної системи 2. Відпрацьо-
ване повітря потрапляє до витяжної труби 5, інте-
нсивність відведення якого регулюється шибером
6, а після закінчення технологічного процесу куль-
туральне середовище відводиться з апарату через
патрубок відведення культурального середовища
4. Запірна арматура 13 забезпечує роботу апарату
в моменти пуску та сталого режиму, а відібрана на
тепло передавальній поверхні випарника 9 кіль-
кість теплоти Q за рахунок використання теплово-
го насосу 10 може переводитись у енергію високо-
го потенціалу з подальшим використанням.

Технічний результат полягає в можливості ін-
тенсифікації масообмінних процесів, зменшенні
енерговитрат і витрат стисненого повітря на про-
цес аерації та покращенні якості продукції.
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